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(57)【要約】
　ウェブベースのシステムを介して、溶接システム等の
金属製作システム及び関連機器を解析することができ、
溶接動作中にシステムからのパラメーターデータを収集
することによってパフォーマンスを比較することができ
る。データは記憶され、ユーザーによって要求されると
解析される。関心対象のシステム及びシステムグループ
の選択を可能にするユーザー閲覧可能ページを提供する
ことができる。比較の基準として用いられるパラメータ
ーも選択することができる。選択に基づいて、比較を示
すページを生成し、ユーザーに送信することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属製作リソースのパフォーマンス比較方法であって、
　ウェブベースシステムを介して、複数の金属製作リソースにおいて実行される金属製作
動作のパラメーターを表すデータにアクセスすることと、
　少なくとも１つのコンピュータープロセッサを介して、前記複数の金属製作リソースの
それぞれについて前記パラメーターを解析し、前記金属製作リソースのパフォーマンスを
比較することと、
　前記少なくとも１つのコンピュータープロセッサを介して、ユーザー閲覧可能レポート
ページを、前記解析を表す図形表示を用いて作成することと、
　ウェブベースのシステムを介して、前記ユーザー閲覧可能レポートページをユーザーに
送信することとを含む金属製作リソースのパフォーマンス比較方法。
【請求項２】
　前記ユーザーに、解析のための前記複数の金属リソースのユーザー選択を可能にするよ
うに構成された複数の金属製作リソースのリストを提示することと、前記レポートを生成
するとともに、該レポートを、前記ユーザーが選択した金属製作リソースのそれぞれの解
析を表す図形表示を用いて作成することと、を含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数の金属製作リソースは個別に及び構成可能なグループで表示され、前記解析は
、少なくとも１つの個別の金属製作リソース及び少なくとも１つの金属製作リソースグル
ープにおいて選択可能に実行される請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ユーザー閲覧可能レポートページは、図形表示、数値表示、及び前記複数の金属製
作リソースのそれぞれを特定する表示の双方を含む請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記データはクラウドリソース内に記憶される請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記解析及び前記レポートページの作成はクラウドリソースにおいて実行される請求項
１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ユーザー閲覧可能レポートページはブラウザーにおいて閲覧可能なウェブページを
含む請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記データは複数の期間にわたって記憶され、前記ユーザーに送信される少なくとも１
つのユーザー閲覧可能ページは、特定の解析期間及び図形表示のユーザー選択を受信する
ように構成される請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記データは複数の金属製作動作パラメーターについて記憶され、前記ユーザーに送信
される少なくとも１つのユーザー閲覧可能ページは、前記ユーザー閲覧可能レポートペー
ジのための特定の金属製作動作パラメーターのユーザー選択を受信するように構成される
請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ユーザー閲覧可能レポートページは、前記選択された金属製作動作パラメーターを
特定する表示を含む請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　金属製作リソースのパフォーマンス比較システムであって、
　動作時に、複数の金属製作リソースの金属製作動作のパラメーターを表すデータにアク
セスするウェブベースの通信コンポーネントと、
　動作時に、前記パラメーターを解析して前記金属製作リソースのパフォーマンスを比較
し、ユーザー閲覧可能レポートページを、前記金属製作リソースのそれぞれの前記解析を
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表す図形表示によって作成する、少なくとも１つのコンピュータープロセッサと、
　動作時に、前記ユーザー閲覧可能レポートページをユーザーに移行する、ウェブベース
の送信コンポーネントとを備える金属製作リソースのパフォーマンス比較システム。
【請求項１２】
　前記通信コンポーネントは、前記複数の金属製作リソースの金属製作動作中にサンプリ
ングされる複数のパラメーターを表すデータにアクセスし、前記少なくとも１つのコンピ
ュータープロセッサは、前記複数のパラメーターのうちのユーザーが選択したパラメータ
ーを解析し、前記ユーザー閲覧可能レポートページを、前記解析のそれぞれを表す図形表
示によって作成する請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記パラメーターは、オン時間、アーク開始及び堆積のうちの少なくとも１つを含む請
求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記ユーザー閲覧可能レポートページは、複数の金属製作リソースを特定する表示を含
み、前記解析が実行され、前記ユーザーによって前記特定する表示により選択された複数
の金属製作リソースについて前記レポートが作成される請求項１１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記データはクラウドベースのデータ記憶システムからアクセスされる請求項１１に記
載のシステム。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つのコンピュータープロセッサはクラウドベースのシステムを備える
請求項１１に記載のシステム。
【請求項１７】
　金属製作リソースのパフォーマンス比較インターフェースであって、
　ウェブベースのシステムによって編集及び配信される少なくとも１つのユーザー閲覧可
能レポートページであって、ユーザー閲覧デバイスに送信されるコンピューター実行コー
ドによって定義され、該レポートページは、複数の金属製作リソースを特定するユーザー
閲覧可能な表示と、関心対象の期間と、該関心対象の期間にわたって金属製作リソースに
おいて行われる金属製作動作のパラメーターの少なくとも１つの図形表示とを含み、該図
形表示は前記金属製作リソースのパフォーマンスを比較する、金属製作リソースのパフォ
ーマンス比較インターフェース。
【請求項１８】
　前記コードは汎用ブラウザーにおける閲覧のためにプロセッサによって実行可能である
請求項１７に記載のインターフェース。
【請求項１９】
　前記ユーザー閲覧可能レポートページは、複数の金属製作リソースのリストから、複数
の金属製作リソースのうちの任意の金属リソースのユーザー選択を受信するように構成さ
れる請求項１７に記載のインターフェース。
【請求項２０】
　前記複数の金属製作リソースは個別に及び構成可能なグループで表示され、前記解析は
、少なくとも１つの個別の金属製作リソース及び少なくとも１つの金属製作リソースグル
ープにおいて選択可能に実行される請求項１９に記載のインターフェース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包括的には、溶接システムと、溶接動作のための支援機器とに関する。特に
、本発明は、溶接リソースのパフォーマンスの監視及び解析による比較の技法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々な製造、修復及び他の用途のために、多岐にわたる溶接システムが補助機器及び支
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援機器とともに開発されている。例えば、溶接システムは、部品、構造体及び部分構造体
、支持構造体、並びに多くの構成部品を組み立てるために産業全体にわたって普及してい
る。これらのシステムは、手動、自動又は半自動とすることができる。現代の製作及び製
造エンティティは、多数の溶接システムを用いることができ、これらの溶接システムは、
ロケーション、タスク、ジョブ等によってグループ化することができる。時折、より小規
模な作業が溶接システムを用いる場合があるが、それでもこれらは多くの場合に溶接シス
テムの動作にとって重要である。幾つかのエンティティ及び個人の場合、溶接システムは
固定とすることもできるし、移動式とし、カート、トラック及び修理車両に搭載すること
等もできる。これらのシナリオの全てにおいて、パフォーマンス判断基準を設定し、パフ
ォーマンスを監視し、パフォーマンスを解析し、可能であればパフォーマンスをオペレー
ター及び／又は管理チーム及び技術者に報告することがますます有用となっている。その
ような解析によって、数ある用途の中でも、リソースの計画、価格及び利益性の決定、リ
ソースのスケジューリング、企業全体の説明責任が可能になる。
【０００３】
　しかしながら、溶接システムパフォーマンスを収集、記憶、解析及び報告するように設
計されたシステムは、容易にかつ有効に利用される域まで達していない。幾つかのエンテ
ィティでは、溶接、溶接品質、並びにシステム及び作業者のパフォーマンスの制限された
追跡が利用可能である場合がある。しかしながら、これらは通常、大規模な解析、追跡又
は比較を一切可能にしていない。そのようなツールにおける改善が必要である。より詳細
には、データが１つ又は複数のロケーションにおいて１つ又は複数のシステムから収集さ
れ、解析が行われ、同じロケーション又は他のロケーションにおいてレポートが生成され
提示されることを可能にする改善が有用であろう。他の改善には、パフォーマンスを遡及
的に見直し、目標並びに複数のグループ及びエンティティにわたる同様のシステムと比較
したパフォーマンスを見る機能が含まれ得る。
【発明の概要】
【０００４】
　本開示は、そのような需要に応えるように設計されたシステム及び方法を示す。本開示
の或る特定の態様によれば、金属製作リソースのパフォーマンス比較方法は、ウェブベー
スシステムを介して、複数の金属製作リソースにおいて実行される金属製作動作のパラメ
ーターを表すデータにアクセスすることを含む。少なくとも１つのコンピュータープロセ
ッサを介して、複数の金属製作リソースのそれぞれについてパラメーターを解析して金属
製作リソースのパフォーマンスが比較され、ユーザー閲覧可能レポートページが、解析を
表す図形表示を用いて作成される。次に、ウェブベースのシステムを介して、ユーザー閲
覧可能レポートページがユーザーに送信される。
【０００５】
　金属製作リソースのパフォーマンス比較システムも開示される。このシステムは、動作
時に、複数の金属製作リソースの金属製作動作のパラメーターを表すデータにアクセスす
るウェブベースの通信コンポーネントを備える。少なくとも１つのコンピュータープロセ
ッサが、パラメーターを解析して金属製作リソースのパフォーマンスを比較し、ユーザー
閲覧可能レポートページを、金属製作リソースのそれぞれの解析を表す図形表示を用いて
作成する。ウェブベースの送信コンポーネントがユーザー閲覧可能レポートページをユー
ザーに移行する。
【０００６】
　本発明のこれらの特徴、態様及び利点並びに他の特徴、態様及び利点は、同様の符号が
図全体を通して同様の部品を表す添付の図面を参照しながら以下の詳細な記載を読めば、
よりよく理解されることであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本開示の態様に従って、情報を収集し、情報を記憶し、情報を解析し、解析結果
を提示する、ここでは大規模な製作及び製造エンティティに適用される例示的な監視シス
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テムの概略図である。
【図２】本技法を適用することができる単一の又は移動式の溶接システムのためのシステ
ムの適用の概略図である。
【図３】システムの例示的なクラウドベースの実施態様の概略図である。
【図４】本技法に従って監視及び解析され得るタイプの例示的な溶接システムの概略図で
ある。
【図５】監視及び解析システムの或る特定の機能コンポーネントの概略図である。
【図６】システムを介して溶接システムの目標及びパフォーマンスを報告するための例示
的なウェブページビューである。
【図７】そのような目標を設定するためのインターフェースを示す別の例示的なウェブペ
ージビューである。
【図８】目標設定インターフェースの更なる例示的なウェブページビューである。
【図９】特定の溶接又はシステムのパラメーターをトレースするためのインターフェース
の例示的なウェブページビューである。
【図１０】解析及び提示することができる溶接履歴をリストする例示的なウェブページビ
ューである。
【図１１】システムを介して利用可能な履歴トレースの例示的なウェブページビューであ
る。
【図１２】比較のためにシステム及びシステムのグループの選択を可能にするステータス
インターフェースの例示的なウェブページビューである。
【図１３】図１２のインターフェースを介して選択されるシステム及びシステムのグルー
プの比較の例示的なウェブページビューである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１に包括的に示すように、監視システム１０は、１つ又は複数の金属製作システム及
び支援機器の監視及び解析を可能にする。この図において、複数の溶接システム１２、１
４とインタラクトすることができ、支援機器１６ともインタラクトすることができる。溶
接システム及び支援機器は、包括的に参照符号１８によって示されるように物理的に及び
／又は解析的にグループ化することができる。そのようなグループ化によって、データ収
集、データ解析、比較等を向上させることができる。以下でより詳細に説明するように、
グループ化が物理的でない（すなわち、システムが物理的に互いの近くに位置していない
）場合であっても、本技法を用いることにより、任意の時点において柔軟性の高いグルー
プ化を形成することができる。図示される実施形態では、機器は、参照符号２０によって
示されるように、部門又はロケーションにおいて更にグループ化される。参照符号２２に
よって示されるような他の部門及びロケーションも同様に関連付けすることができる。当
業者であれば理解するように、最新の製作及び製造エンティティでは、異なるロケーショ
ン、施設、工場、設備等を同じ国の様々な地域に、又は国をまたがって配置することがで
きる。本技法は、全てのそのようなシステムから、それらのシステムのロケーションにか
かわらず、システムデータを収集することを可能にする。さらに、そのような部門、ロケ
ーション及び他の機器組へのグループ化は、機器の実際のロケーションにかかわらず柔軟
性が高い。
【０００９】
　図１に示されているように、一般的に、システムは、監視溶接システム及び支援機器と
通信し、所望に応じてこれらから情報を収集することができる監視／解析システム２４を
備える。情報にアクセスし、情報を収集するための複数の異なるシナリオを構想すること
ができる。例えば、或る特定の溶接システム及び支援機器は、溶接パラメーターデータの
収集を可能にするセンサー、制御回路部、フィードバック回路等を設けられる。そのよう
なシステムの幾つかの詳細が以下で説明される。例えば、アークオン時間等のシステムパ
ラメーターが解析される場合、データは、溶接アークが確立されたとき、及び溶接アーク
が維持される時間を反映して各システムにおいて収集することができる。電流及び電圧が
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一般的に検知され、これらを表すデータが記憶される。研磨機、ライト、ポジショナー、
固定具等の支援機器の場合、電流、スイッチ閉鎖等の異なるパラメーターを監視すること
ができる。
【００１０】
　上記のように、多くのシステムは、そのようなデータを収集し、システム自体の中に記
憶することができる。他のシナリオでは、収集したデータを少なくとも或る程度まで集中
化することができるローカルネットワーク、コンピューターシステム、サーバー、共有メ
モリ等が設けられる。明確にするために、そのようなネットワーク及びサポートコンポー
ネントは図１に示されていない。次に、監視／解析システム２４は、この情報をシステム
から直接、又はデータをそれ自体が収集及び記憶する任意のサポートコンポーネントから
収集することができる。データは通常、システム名称、システムタイプ、日時、部品及び
溶接の詳細、適用可能な場合は作業者及び／又はシフトの識別情報等の識別情報を用いて
タグ付けされる。多くのそのようなパラメーターを規則的に監視し、システム内に保持す
ることができる。監視／解析システム２４は、それ自体がそのような情報を記憶すること
もできるし、外部メモリを利用することもできる。
【００１１】
　以下でより詳細に説明されるように、システムは、１つ又は複数のオペレーターインタ
ーフェース２６を介して情報のグループ化、情報の解析及び情報の提示を可能にする。多
くの場合、オペレーターインターフェースは、従来のコンピューターワークステーション
、ハンドヘルドデバイス、タブレットコンピューター又は任意の他の適切なインターフェ
ースを備えることができる。複数の異なるデバイスプラットフォームを収容し得ることも
現在検討されており、有用なインターフェース、解析、レポート等を含むウェブページが
ブラウザー等の汎用インターフェースにおいて提示されることになる。異なるデバイスプ
ラットフォームは異なるデータ送信及び表示規格を用いる場合があるが、システムは概し
てプラットフォームにとらわれず、監視及び解析されたデータのレポート及びサマリーが
、デスクトップワークステーション、ラップトップコンピューター、タブレットコンピュ
ーター、ハンドヘルドデバイス及び電話等の多種のデバイスのうちの任意のものにおいて
要求され提示されることを可能にすることが検討されている。システムは、ユーザー名、
パスワード等の入力を促すこと等による検証及び認証機能を含むことができる。
【００１２】
　システムは多岐にわたる溶接システムタイプ、シナリオ、用途及び数で設計することが
できる。図１は、大規模な製作又は製造施設又はエンティティにおいて生じ得るシナリオ
を示しているが、システムは、はるかに小規模の用途、更には個々の溶接機にも等しく良
好に適用することができる。図２に示すように、例えば、独立して移動設定で動作する溶
接機であっても受け入れることができる。示される図２の用途は、トラック又は作業車両
に設けられるエンジン駆動型発電機／溶接機２８である。これらのシナリオにおいて、デ
ータは幾つかの機構のうちの１つによって収集することができることが検討されている。
溶接機自体が独自の通信回路部を介して無線でデータを送信することを可能とすることも
できるし、車両、スマートフォン、タブレット又はラップトップコンピューター等の中の
通信回路等の、溶接システムに接続されたデバイスを介してデータを通信することもでき
る。また、システムは、特定のロケーションに到達したときにデータ収集ポイントにつな
ぐこともできる。図２の例示では、システムから情報を収集し、この情報を監視／解析シ
ステム３２に移すことができる、フラッシュドライブ等のリムーバブルメモリデバイス３
０を設けることができる。このタイプのより小規模な用途では、システムは、低減された
データセット、並びに関与する溶接作業者及びエンティティにより有用である解析のため
に特に設計することができる。この場合、当業者には、システムを多岐にわたるユースケ
ースのうちの任意のものにスケーリングし、適応させることができることが明らかである
はずである。
【００１３】
　図３は、例えばクラウドベースの例示的な実施態様を示している。この実施態様は、デ



(7) JP 2016-512171 A 2016.4.25

10

20

30

40

50

ータの収集、記憶及び解析が、加入ベース又は有料サービスベース等で遠隔で行われる多
くのシナリオについて現在検討されている。ここで、監視される溶接システム及び支援機
器３４は、１つ又は複数のクラウドデータ記憶及びサービスエンティティ３６と直接及び
間接的に通信する。エンティティは任意の所望の形態を取ることができ、そのようなサー
ビスにおける大きな改善が生じており、また今後何年間も生じ続けるであろう。例えば、
第三者のプロバイダーが製造又は製作エンティティと接触し、システムから情報を収集し
、情報をオフサイトで記憶し、以下で説明する解析及び報告を可能にする情報の処理を行
うことができることが検討されている。オペレーターインターフェース２６は、上記で論
考したものと同様とすることができるが、通常、クラウドベースのサービスのためのウェ
ブサイトに宛てられる（「ヒットする」）。認証に続いて、次に、所望の監視、解析及び
提示を可能にするウェブページをサービス提供することができる。したがって、クラウド
ベースのサービスは、通信デバイス、メモリデバイス、サーバー、データ処理及び解析ハ
ードウェア及びソフトウェア等のコンポーネントを含む。
【００１４】
　上記のように、本技法によって、多くの異なるタイプ及び構成の溶接システムを受け入
れることができる。溶接技術における当業者であれば、或る特定のそのようなシステムは
、産業全体にわたる標準となっていることを容易に理解するであろう。これらは、例えば
、幾つか例を挙げると、ガスメタルアーク溶接（ＧＭＡＷ）、ガスタングステンガスアー
ク溶接（ＧＴＡＷ）、シールド金属アーク溶接（ＳＭＡＷ）、サブマージアーク溶接（Ｓ
ＡＷ）、レーザー及びスタッド溶接システムと一般的に呼ばれるシステムを含む。全ての
そのようなシステムは、工作物及び電極にエネルギーを印加し、少なくとも部分的に金属
を融解及び溶解することに依拠する。システムは溶加材の有無にかかわらず用いることが
できるが、産業において一般的なほとんどのシステムは、機械又は手動により供給される
或る形態の溶加材を用いる。さらに、或る特定のシステムは、金属以外の材料とともに用
いることができ、これらのシステムも、適宜本技法によってサービス提供されることが意
図される。
【００１５】
　単なる例であるが、図４は、例示的な溶接システム１２、この例ではＭＩＧ溶接システ
ムを示している。このシステムは、発電機又は電力網等から到来する電力を受信し、この
到来する電力を溶接電力に変換する電源を備える。電力変換回路部３８はそのような変換
を可能にし、通常、溶接プロセス及び手順によって規定されるような交流（ＡＣ）波形、
直流波形、パルス波形又は他の波形を提供するように制御されるパワーエレクトロニクス
デバイスを備える。電力変換回路部は通常、制御及び処理回路部４０によって制御される
。そのような回路部は、溶接プロセス定義、オペレーター設定パラメーター等を記憶する
メモリ（別個には示されない）によってサポートされる。通常のシステムでは、そのよう
なパラメーターはオペレーターインターフェース４２を介して設定することができる。こ
れらのシステムは、参照符号４４によって示されるような或るタイプのデータ又はネット
ワークインターフェースを備える。多くのそのようなシステムでは、この回路部は電源に
含まれるが、別個のデバイス内に配置することもできる。このシステムは、溶接動作を実
行し、制御データ及び実際のデータ（例えば、電圧、電流、ワイヤ送給速度等のフィード
バック）の双方を収集することを可能にする。所望に応じて、このデータのうちの幾つか
は、リムーバブルメモリ４６内に記憶することができる。一方、多くのシステムにおいて
、情報は、制御及び処理回路部４０をサポートするのと同じメモリデバイス内に記憶され
る。
【００１６】
　ＭＩＧシステムの場合、別個のワイヤ送給装置４８を設けることができる。ワイヤ送給
装置の構成要素はここでは破線で示されている。なぜなら、幾つかのシステムは選択的に
ワイヤ送給装置を用いる場合があるためである。示されるシステムは、ここでもまた、単
なる例示であることが意図される。そのようなワイヤ送給装置は通常、利用されるとき、
溶接ワイヤ電極ワイヤのスプール５０と、駆動制御回路部５４に接触し、駆動制御回路部
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５４の制御下でワイヤを駆動する駆動機構５２とを備える。駆動制御回路部は、従来の方
法で所望のワイヤ送給速度を提供するように設定することができる。通常のＭＩＧシステ
ムでは、ガス弁５６は、シールド及びガスの流れの制御を可能にする。ワイヤ送給装置に
対する設定は、オペレーターインターフェース５８を介して行うことができる。溶接ワイ
ヤ、ガス及び電力は、参照符号６０に図式的に示されるような溶接ケーブルと、帰線ケー
ブル（アースケーブルと呼ばれる場合もある）６２とによって提供される。帰線ケーブル
は一般に、クランプを介して工作物に結合され、電力、ワイヤ及びガスが溶接ケーブルを
介して溶接トーチ６４に供給される。
【００１７】
　ここでもまた、図４のシステムは単なる例示であり、本技法は、これらのタイプの切断
、加熱及び溶接システム及び他のシステムのパフォーマンスの監視及び解析を可能にする
ことに留意されたい。実際、同じ監視／解析システムが、異なる型、造り、サイズ及びバ
ージョンの金属製作システムからデータを収集することができる。収集及び解析されるデ
ータは、同じシステム又は異なるシステムの様々なプロセス及び溶接手順に関係すること
ができる。さらに、上記で論考されたように、データは、金属製作システムにおいて、金
属製作システムの周囲で、又は金属製作システムとともに用いられる支援機器から収集す
ることができる。
【００１８】
　図５は、監視／解析システムにおいて通常見ることができる或る特定の機能コンポーネ
ントを示している。図５において用いられる表記において、これらのコンポーネントはク
ラウドベースのサービスエンティティ内に配置されるが、システムの実施態様のうちの任
意のものに同様のコンポーネントを含めることができる。これらのコンポーネントは、例
えば、システム及びエンティティからデータを受信するデータ収集コンポーネント６８を
含むことができる。データ収集コンポーネントは、システムとのデータ交換を促すことに
よってデータを「引き出す（pull）」こともできるし、データ交換を促すことなく（例え
ば、機器が接続される溶接システム、ネットワークデバイス又は管理システムの始動時に
）システムによってデータ収集コンポーネントにデータが提供される「プッシュ」ベース
で機能することもできる。データ収集は、任意の所望の頻度で、又は周期的でない時点に
おいて行うことができる。例えば、データは、溶接動作が行われる際にその時々で収集す
ることもできるし、シフトごと、日ごと、週ごと等、周期的に提供することもできるし、
単に溶接作業者又は施設管理チームの要求に応じて提供することもできる。システムは、
システムから収集した未処理データ及び／又は処理済みデータを記憶するメモリ７０も備
える。解析／報告コンポーネント７２は、未処理データを処理すること、及び解析結果を
システム、エンティティ、グループ、溶接作業者等と関連付けることを可能にする。解析
及び報告コンポーネントの動作の例は、以下でより詳細に与えられる。最後に、通信コン
ポーネント７４は、レポート及びインターフェースページを解析結果により作成すること
を可能にする。多岐にわたるそのようなページを、図５において参照符号７６によって示
すように提供することができ、それらのうちの幾つかを以下で詳細に説明する。このため
、通信コンポーネント７４は、様々なサーバー、モデム、インターネットインターフェー
ス、ウェブページ定義等を含むことができる。
【００１９】
　上記のように、本技法は、設定、構成、記憶、解析、追跡、監視、比較等のために多岐
にわたるデータを溶接システム及び支援機器から収集することを可能にする。現在検討さ
れている実施形態では、この情報は、汎用ブラウザーに提供することができ、この汎用ブ
ラウザー上で閲覧することができるウェブページとして構成することができる一連のイン
ターフェースページに要約される。一方、実際は、任意の適切なインターフェースを用い
ることができる。一方、汎用ブラウザー及び同様のインターフェースの使用は、固定式の
ワークステーション、企業システムを含むが、上記で言及した移動式デバイス及びハンド
ヘルドデバイスも含む、任意の広範なデバイスプラットフォーム及び様々なタイプのデバ
イスにデータをサービス提供することを可能にする。図６～図１３は、広範な使用のため
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に提供することができる例示的なインターフェースページを示している。
【００２０】
　まず図６を参照すると、目標レポートページ７８が示される。このページは、１つ又は
複数の溶接システム及び支援機器の指定並びにシステムに対して設定された目標に基づく
パフォーマンス解析の表示を可能にする。図６に示されるページでは、参照符号８０によ
って示されているように、複数の溶接システム及び支援機器が識別される。これらは、参
照符号８２に示されるようにグループで関係付けることができる。実際には、本開示にお
いて論考される解析の全ての基礎をなすデータは個々のシステムと関連付けられる。これ
らは、互いに自由に関連付けることができ、その際インターフェースツールによって関連
付けることができる。示される例では、ロケーション内で指定された幾つかのグループに
よりロケーション又は部門８４が作成されている。このとき、これらのグループはそれぞ
れ、図に示す１つ又は複数の溶接システム及び任意の他の機器を含むことができる。本実
施形態は、個々のシステム、システムのグループ、ロケーション等の有用な解析を行うこ
とができるように、これらのシステムの自由な関連付けを可能にする。システム及び支援
機器は、単一の物理的な近傍にあることができるが、必ずしもそうである必要はない。グ
ループは、例えば、システムタイプ、作業工程、製造及び製品等に基づいて作成すること
ができる。作業者が個人識別情報を与えるシステムでは、この情報を、システム情報に加
えて、又はシステム情報の代わりに追跡することができる。
【００２１】
　示される実施形態において、監視されているシステム及び機器の現在の動作ステータス
を伝えるステータスインジケーターが示されている。参照符号８６によって指定されてい
るようなこれらのインジケーターは、例えば、アクティブ状態のシステム、アイドル状態
のシステム、切断されたシステム、エラー、通知等を示すことができる。システムステー
タスをリアルタイムベースで又はほぼリアルタイムベースで監視することができる場合、
そのようなインジケーターは、機器の現在のステータスに関し、管理人員に有用なフィー
ドバックを提供することができる。本実施態様では、図６に示す特定の情報は、目標タブ
８８を選択する（例えば、クリックする）ことによって得られる。提示される情報は、参
照符号９０によって示されるように、連続使用週等の有用なタイムスロット又は持続時間
に関連付けることができる。時間ごと、日ごと、週ごと、月ごと、シフトベースの指定等
の任意の適切な期間を利用することができる。
【００２２】
　ページ７８は、選択された１つ又は複数のシステムに対して設定された目標に基づいて
広範のパフォーマンス判断基準のそれぞれのパフォーマンス判断基準の解析結果も提示す
る。示される例では、或る溶接システムが、左側の機器ツリーにおけるチェックマークに
よって示されるように選択されており、幾つかの判断基準に基づくパフォーマンスがバー
チャートの形態で提示されている。この例では、アークオン時間、堆積、アーク開始、ス
パッター及び研削時間等の複数の監視される判断基準が示されている。以下で論考するよ
うに、特定のシステムに対する目標が設定されており、この目標と比較したシステムのパ
フォーマンスが、監視されるパラメーターごとにバーによって示されている。これらのパ
ラメーターによっては、取り決めにおいて肯定的であり得るものもあるし、否定的であり
得るものもあることに留意されたい。すなわち、例として、溶接アークが確立され維持さ
れる作動時間の部分を表すアークオン時間の場合、設定された標準を超える目標のパーセ
ンテージが有利であるか又は望ましい場合がある。スパッター等の他のパラメーターの場
合、目標を超えることは実際、作業品質に対し有害である場合がある。以下で論考するよ
うに、本実施態様は、解析及び提示がこれらを取り決めに従って肯定的であるとみなし得
るか又は否定的であるとみなし得るかの指定を可能にする。結果の提示９４によって、予
め確立した目標と比較して、実際のパフォーマンスを容易に視覚化することが可能になる
。
【００２３】
　図７は、例示的な目標編集ページ９６を示している。標準的な若しくは一般的に用いら
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れる目標、又は特定の目的のための特定の目標を設定することを可能にする或る特定のフ
ィールドを提供することができる。例えば、フィールド９８において目標名を指定するこ
とができる。この目標名に関する他の情報を、同じシステム又は異なるシステムを解析す
る際に用いるために記憶することができる。参照符号１００によって示されるように、示
されているページは、アークオン時間等の目標の標準を設定することを可能にする。所望
の標準を直接又は間接的に示す（すなわち、比較及び提示のための値の確立を可能にする
）データを収集することができる限り、他の標準及びパラメーターを指定することができ
る。目標のための取り決めを参照符号１０２に示すように設定することができる。すなわ
ち、上記で論考したように、目標によっては、確立された目標が、ターゲットとなる最大
値を定義することが望ましいか有利である場合もあるし、ターゲットとなる最小値を確立
する場合もある。次に、数値パーセンテージベース、目的（例えば、単体）ベース、相対
ベース、又は任意の他の有用な基準等でターゲット１０４を確立することができる。シフ
トフィールド１０６等の更なるフィールドを設けることができる。またさらに、幾つかの
実施態様では、既に行われ、受容可能な特性を有することが知られている例示的な溶接を
用いて目標又は標準の設定を開始することが有用な場合がある。次に、これを標準として
用いて、又はこの溶接に基づいて設定された１つ又は複数のパラメーター（例えば、＋／
－２０％）を用いて、目標を設定することができる。
【００２４】
　図８は、図７に示すページ等のページによって設定される確立された目標を取得し、そ
れらの目標を特定の機器に適用することができる目標設定ページ１０８を示している。図
８のページ１０８において、「下部溶接機」と指定される溶接システムが、左側のチェッ
クマークによって示されるように選択されている。システム識別情報１１０がページ内に
出現する。そして、目標又は標準のメニューが参照符号１１２によって示されるように表
示される。この例では、選択は、機器に目標を課さないこと、特定のロケーション（又は
他の論理グループ）について設定された或る特定の目標を受け継ぐこと、予め定義された
目標（図７に示すページ等のページによって確立された目標等）を選択すること、及び機
器に特化した目標を確立することを含む。
【００２５】
　本技法はまた、追跡又はトレースビューにおいて、システムの或る特定のパフォーマン
スパラメーターを記憶及び解析することを可能にする。これらのビューは、特定の溶接、
或る特定の期間にわたるパフォーマンス、特定の作業者によるパフォーマンス、特定のジ
ョブ又は部品におけるパフォーマンス等に関して非常に多くの情報を与えることができる
。例示的な溶接トレースページ１１４が図９に示されている。このページ上に示されてい
るように、ページの左側に示すように広範の機器を選択することができ、１つの特定のシ
ステムが参照符号１１６によって示されるように現在選択されている。この実施態様では
、選択が行われると、この特定のシステムに関する広範のデータが、参照符号１１８によ
って示すように表示される。この情報は、システムから、又は組織内、クラウドリソース
内等のシステムのアーカイブデータから引き出すことができる。参照符号１２０に示すよ
うに、或る特定の統計データを集約し表示することができる。
【００２６】
　溶接トレースページは、特定の関心対象であり得る或る特定の監視パラメーターのトレ
ースのグラフ表現も含む。この例では、溶接トレースセクション１２２は、水平アクセス
１２６に沿って時間の関数としてグラフ化される幾つかのパラメーター１２４を示してい
る。この特定の例では、パラメーターは、ワイヤ送給速度、電流及び電圧を含む。この例
において事例が示される溶接は、約８秒の持続時間を有した。この時間中、監視されるパ
ラメーターが変化し、これらのパラメーターを反映するデータがサンプリングされ、記憶
された。次に、パラメーターごとの個々のトレース１２８が生成され、ユーザーに提示さ
れる。さらに、この例では「マウスオーバー」又は他の入力によって、システムは、参照
符号１３０によって示すように、特定の時点において１つ又は複数のパラメーターのため
の特定の値を表示することができる。
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【００２７】
　本開示において論考されるページのうちの任意のもののように、トレースページは予め
、又はユーザーからの要求時に作成することができる。このため、任意の数のシステムの
トレースページ及び特定の溶接を後の解析及び提示のために記憶することができる。この
ため、図１０に示すように履歴ページ１３２を編集することができる。示される履歴ペー
ジにおいて、選択されたシステム１１６（又は選択されたシステムの組み合わせ）に対し
実行される溶接のリストは、参照符号１３４によって示されるように提示される。これら
の溶接は、時間、システム、持続時間、溶接パラメーター等によって特定することができ
る。さらに、そのようなリストは、特定の作業者、特定の製品、製造品等について編集す
ることができる。示される実施形態では、参照符号１３６によって示されるように特定の
溶接がユーザーによって選択されている。
【００２８】
　図１１は、特定の溶接１３６の選択に続いて表示することができる履歴トレースページ
１３８を示している。この図において、参照符号１４０に示すように、システムの識別情
報が日時と共に提供されている。ここでもまた、監視されるパラメーターは参照符号１２
４によって示すように識別され、時間軸１２６が提供され、この時間軸に沿ってトレース
１２８が表示されている。当業者であれば理解するように、そのような解析を記憶及び編
集する機能は、システムパフォーマンス、作業者パフォーマンス、特定の部品に対するパ
フォーマンス、部門及び施設のパフォーマンス等を評価する際に非常に有用であり得る。
【００２９】
　またさらに、本技法は、多岐にわたる基準で機器間の比較を可能にする。実際に、シス
テムを比較することができ、比較結果の表現を、そのような比較の基礎をなすことができ
る任意の適切なパラメーターについて提供することができる。例示的な比較選択ページ１
４２が図１２に示されている。このページに示すように、ここでも複数のシステム８０が
、施設又はロケーション８４に関してグループ８２にグループ化されている。個々のシス
テム又はグループに対しステータスインジケーター８６を提供することができる。このと
き、図１２に示すステータスページは、図１３に示すように比較のためのシステムを選択
する基礎としての役割を果たすことができる。ここでは、選択及び比較に同じシステム及
びグループが利用可能である。比較ページ１４４はこれらのシステムを表示し、ユーザー
が個々のシステム、グループ又は随意に作成される任意のサブグループをクリック又は選
択することを可能にする。すなわち、システムのグループ全体を選択することができる一
方、参照符号１４６によって示されるように、ユーザーは個々のシステム又は個々のグル
ープを選択することができる。比較セクション１４８を設けることができ、この比較セク
ションでは、時間ごと、日ごと、週ごと、月ごと、又は任意の他の範囲等の比較のための
時間基準を選択することができる。選択が行われると、次に、個々のシステムについて所
望のパラメーターが比較される。ここで、システムは参照符号１５２に示されるように識
別され、比較が行われ、この場合は参照符号１５４によって示されるようにグラフ表示さ
れる。示される例では、例えば、システムオン時間が比較のための基礎として選択された
。システムのそれぞれのオン時間を反映する個々のシステムごとに、データが解析され、
水平バーによってパーセンテージベースで提示されている。システム間で他の比較を直接
行って、選択されたパラメーターを基礎として或るシステムが別のシステムより優れて機
能したこと等を示すことができる。或る特定の実施形態では、２つ以上のパラメーターを
選択することができ、これらは、未処理の値、処理済みの値又は計算された値に基づくこ
とができる。
【００３０】
　本明細書において、本発明の或る特定の特徴だけが図示及び説明されてきたが、当業者
には多くの変更及び変形が思い浮かぶであろう。それゆえ、添付の特許請求の範囲は、本
発明の真の趣旨に入る全てのこのような変更及び変形を包含することを意図していること
を理解されたい。
【符号の説明】
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【００３１】
　１０　　監視システム
　１２　　溶接システム
　１４　　溶接システム
　１６　　支援機器
　２４　　解析システム
　２６　　オペレーターインターフェース
　２８　　溶接機
　３０　　リムーバブルメモリデバイス
　３２　　解析システム
　３４　　支援機器
　３６　　サービスエンティティ
　３８　　電力変換回路部
　４０　　処理回路部
　４２　　オペレーターインターフェース
　４６　　リムーバブルメモリ
　４８　　ワイヤ送給装置
　５０　　スプール
　５２　　駆動機構
　５４　　駆動制御回路部
　５６　　ガス弁
　５８　　オペレーターインターフェース
　６２　　帰線ケーブル（アースケーブルと呼ばれる場合もある）
　６４　　溶接トーチ
　６８　　データ収集コンポーネント
　７０　　メモリ
　７２　　報告コンポーネント
　７４　　通信コンポーネント
　７８　　目標レポートページ
　８０　　システム
　８２　　グループ
　８４　　部門
　８６　　ステータスインジケーター
　８８　　目標タブ
　９４　　提示
　９６　　目標編集ページ
　９８　　フィールド
　１０４　　ターゲット
　１０６　　シフトフィールド
　１０８　　目標設定ページ
　１１０　　システム識別情報
　１１４　　溶接トレースページ
　１１６　　システム
　１２２　　溶接トレースセクション
　１２４　　パラメーター
　１２６　　時間軸
　１２８　　トレース
　１３２　　履歴ページ
　１３６　　溶接
　１３８　　履歴トレースページ
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　１４２　　比較選択ページ
　１４４　　比較ページ
　１４８　　比較セクション

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】 【図８】
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